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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposob stymulacji kietkowania nasion z rodzin slazowatych, jasno-
towatych, szartatowatych, rézowatych, astrowatych, dyniowatych, psiankowatych, kapustowatych,
konopiowatych przy uzyciu plazmy nietermicznej pod ci$nieniem atmosferycznym otrzymanej z uzy-
ciem gazu procesowego w postaci helu z domieszkg azotu, generowanej w reaktorze typu dysza
o czestotliwosci radiowe;.

Do kondycjonowania materiatu siewnego stosowano $rodki chemiczne w publikacji C. Andreoli,
A. Khan Improving seedling emergence of papaya, Carica papaya L., by combining matriconditioning
and gibberellin treatment. Hort Sci., 1993, 28, strony 708-709 oraz metody termiczne w publikacji
J. Kaniewska, J. Gozdziewska, M. Domoradzki, W. Po¢wiardowski Obrébka nasion fasoli w srodowi-
sku bezwodnym i osmotycznym, Inzynieria Rolnicza, 2012 3(138), strony 71-79. Wykorzystywano
laser w publikacji A. Dziwulska, R. Koper Wptyw przedsiewnej biostymulacji laserowej na kietkowanie
nasion lucerny siewnej, Acta Agrophysica, 2003, 82, strony 33-39. Ponadto stosowano stymulacje
magnetyczng w publikacji J. Podlesny, Wptyw stymulacji magnetycznej nasion na wzrost i plonowanie
roslin uprawnych, Acta Agrophysica, 2004, 4(2), strony 459-473. Stosowano plazme generowang
w obnizonym cisnieniu i komore prézniowg do kondycjonowania nasion w publikacji S. Kitazaki,
K. Koga, M. Shiratani, N. Hayashi, Growth enhancement of radish sprouts induced by low pressure Oz
radio frequency discharge plasma irradiation, Japanese Journal of Applied Physics, 2012, 51(1S),
strony 01AEQL. Ze zgtoszenia patentowego KR20120034348 znany jest sposob zwiekszenia wchta-
niania wody przez ziarna fasoli i koniczyny modyfikowane przy uzyciu plazmy atmosferycznej typu
glow powstatej w azocie i helu. Znane jest z opisu wzoru uzytkowego SK1672012 urzadzenie do ob-
rébki nasion oparte o koplanarne wytadowanie powierzchniowe, w ktéorym nasiona umieszcza sie bez-
posrednio na chiodzonym ceramicznym, ptaskim, elemencie wyladowczym. Znany jest reaktor pla-
zmowy typu dysza o czestotliwosci radiowej pracujacy w mieszaninie helu z azotem pod cisnieniem
atmosferycznym opisany w publikacji J. Pawtat, Atmospheric pressure plasma jet for sterilization of
heat sensitive surfaces, Przeglad Elektrotechniczny 2012, 10b, strony 139-140.

Celem wynalazku jest zwigkszenie energii kietkowania nasion z rodzin $lazowatych, jasnotowa-
tych, szartatowatych, r6zowatych, astrowatych, dyniowatych, psiankowatych, kapustowatych, kono-
piowatych przy uzyciu plazmy atmosferycznej.

Istotg sposobu stymulacji kietkowania nasion przy uzyciu plazmy nietermicznej pod ciSnieniem
atmosferycznym otrzymanej z uzyciem gazu procesowego w postaci helu z domieszkg azotu, gene-
rowanej w reaktorze typu dysza o czestotliwosci radiowej wedtug wynalazku jest to, ze do reaktora
typu dysza o czestotliwosci od 13,05 do 14,85 MHz i mocy od 40 do 60 W podaje sie gaz procesowy
i po przejsciu przez strefe wytadowania elektrycznego kieruje sie strumieh gazu opuszczajgcy reaktor
na nasiono umieszczone na podajniku przez okres od 10 do 900 s. Temperatura nasiona jest nizsza
od 43°C. Wskazane jest aby stymulowanym nasionem byto nasiono z rodziny $lazowatych, albo
jasnotowatych, albo szartatowatych, rézowatych, albo astrowatych, albo dyniowatych, albo psianko-
watych, albo kapustowatych, albo konopiowatych.

Korzystnym skutkiem sposobu wediug wynalazku jest zwiekszenie energii kietkowania nasion
z rodziny Slazowatych, jasnotowatych, szartatowatych, ré6zowatych, astrowatych, dyniowatych, psian-
kowatych, kapustowatych, konopiowatych wptywajgce na skrécenie czasu kietkowania, co jest zna-
czace zwlaszcza w strefach czasowych, gdzie okres wegetacyjny jest krétki. Ponadto plazma posiada
wiasciwosci dekontaminacyjne, pozwalajgce usung¢ z powierzchni nasion zanieczyszczenia zaréwno
chemiczne jak i biologiczne, co sprawia, ze obrdbka plazmowa nasion przed ich wysiewem przyczynia
sie do ograniczenia chordb roslin.

Przyktady zrealizowano z wykorzystaniem reaktora opisanego w publikacji J. Pawiat, At-
mospheric pressure plasma jet for sterilization of heat sensitive surfaces, Przeglad Elektrotechniczny
2012, 10b, strony 139-140.

Przyktad 1

Stymulacje kietkowania nasion z rodziny $lazowatych przy uzyciu plazmy nietermicznej pod
cisnieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu dysza o czestotliwosci radiowej przepro-
wadzono w nastepujacy sposdéb: do reaktora typu dysza o czestotliwosci radiowej zasilanego pragdem
0 zadanej czestotliwosci i zadanym napieciu podano gaz procesowy o sktadzie 0,43 m3h helu
i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumien gazu opuszczajgcego reaktor na nasiona z rodziny $lazowa-
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tych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartosci energii kietkowania, zadane parametry
dla poszczegdlnych gatunkoéw z rodziny slazowatych podano w Tabeli 1.

Przyktad 2

Stymulacje kietkowania nasion z rodziny jasnotowatych, przy uzyciu plazmy nietermicznej pod
ci$nieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu dysza o czestotliwosci radiowej przepro-
wadzono w nastepujgcy sposob: do reaktora typu dysza o czestotliwosci radiowej zasilanego pradem
o zadanej czestotliwosci i zadanym napieciu podano gaz procesowy o sktadzie 0,43 m?3h helu
i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumien gazu opuszczajgcego reaktor na nasiona z rodziny jasnotowa-
tych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartosci energii kietkowania, zadane parametry
dla poszczegdlnych gatunkow z rodziny jasnotowatych podano w Tabeli 2.

Przyktad 3

Stymulacje kietkowania nasion z rodziny szartatowatych, przy uzyciu plazmy nietermicznej pod
ci$nieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu dysza o czestotliwosci radiowej przepro-
wadzono w nastepujgcy sposéb: do reaktora typu dysza o czestotliwosci radiowej zasilanego prgdem
o zadanej czestotliwosci i zadanym napieciu podano gaz procesowy o sktadzie 0,43 m?3h helu
i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumien gazu opuszczajgcego reaktor na nasiona z rodziny szartato-
watych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartosci energii kietkowania, zadane parame-
try dla poszczegodlnych gatunkow z rodziny szartatowatych podano w Tabeli 3.

Przyktad 4

Stymulacje kietkowania nasion z rodziny rézowatych, przy uzyciu plazmy nietermicznej pod
ci$nieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu dysza o czestotliwosci radiowej przepro-
wadzono w nastepujgcy sposoéb: do reaktora typu dysza o czestotliwosci radiowej zasilanego pradem
o zadanej czestotliwosci i zadanym napieciu podano gaz procesowy o sktadzie 0,43 m?3h helu
i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumien gazu opuszczajgcego reaktor na nasiona z rodziny rézowa-
tych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartosci energii kietkowania, zadane parametry
dla poszczegélnych gatunkéw z rodziny rézowatych podano w Tabeli 4.

Przyktad 5

Stymulacje kietkowania nasion z rodziny astrowatych, przy uzyciu plazmy nietermicznej pod
cisnieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu dysza o czestotliwosci radiowej przepro-
wadzono w nastepujgcy sposéb: do reaktora typu dysza o czestotliwosci radiowej zasilanego pragdem
0 zadanej czestotliwosci i zadanym napieciu podano gaz procesowy o skfadzie 0,43 m?3h helu
i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumien gazu opuszczajgcego reaktor na nasiona z rodziny astrowa-
tych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartoéci energii kietkowania, zadane parametry
Z rodziny astrowatych podano w Tabeli 5.

Przyktad 6

Stymulacje kietkowania nasion z rodziny dyniowatych, przy uzyciu plazmy nietermicznej pod
cisnieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu dysza o czestotliwosci radiowej przepro-
wadzono w nastepujgcy sposéb: do reaktora typu dysza o czestotliwosci radiowej zasilanego prgdem
0 zadanej czestotliwosci i zadanym napieciu podano gaz procesowy o skfadzie 0,43 m?3h helu
i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumien gazu opuszczajgcego reaktor na nasiona z rodziny dyniowa-
tych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Warto$ci energii kietkowania, zadane parametry
dla poszczegdlnych gatunkéw z rodziny dyniowatych podano w Tabeli 6.

Przyktad 7

Stymulacje kietkowania nasion z rodziny psiankowatych przy uzyciu plazmy nietermicznej pod
cisnieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu dysza o czestotliwosci radiowej przepro-
wadzono w nastepujacy sposoéb: do reaktora typu dysza o czestotliwosci radiowej zasilanego prgdem
0 zadanej czestotliwosci i zadanym napieciu podano gaz procesowy o sktadzie 0,43 m?3h helu
i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumien gazu opuszczajgcego reaktor na nasiona z rodziny psianko-
watych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartosci energii kietkowania, zadane parame-
try dla poszczegdlnych gatunkéw z rodziny psiankowatych podano w Tabeli 7.

Przyktad 8

Stymulacje kietkowania nasion z rodziny kapustowatych, przy uzyciu plazmy nietermicznej pod
cisnieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu dysza o czestotliwosci radiowej przepro-
wadzono w nastepujgcy sposéb: do reaktora typu dysza o czestotliwosci radiowej zasilanego prgdem
0 zadanej czestotliwosci i zadanym napieciu podano gaz procesowy o sktadzie 0,43 mdh helu
i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumien gazu opuszczajgcego reaktor na nasiona z rodziny kapusto-
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watych, umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartosci energii kietkowania, zadane parame-
try dla poszczegdinych gatunkéw z rodziny kapustowatych podano w Tabeli 8.

Przyktad 9

Stymulacje kietkowania nasion z rodziny konopiowatych przy uzyciu plazmy nietermicznej pod
ci$nieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu dysza o czestotliwosci radiowej przepro-
wadzono w nastepujgcy sposéb: do reaktora typu dysza o czestotliwosci radiowej zasilanego prgdem
o zadanej czestotliwosci i zadanym napieciu podano gaz procesowy o sktadzie 0,43 m?3h helu
i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumien gazu opuszczajgcego reaktor na nasiona z rodziny konopio-
watych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartosci energii kietkowania, zadane parame-
try dla poszczegodlnych gatunkéw z rodziny konopiowatych podano w Tabeli 9.

Tabela 1. Parametry i wartosci energii kietkowania dla pierwszego przyktadu wykonania.

Energia Energia

C[i?s Czes[mﬂiz\avos'é I\[/Ivc\)/]c Tem ?O%r? tura Lavat:::"t(t?lﬁ?nngi)?aca L. Per'? :f;?:t’:: <i:aens
(%] [%]
0 0 0 26 30 57
10 13,05 40 28 35 64
60 13,80 55 35 49,5 79
120 13,56 40 37 57 84
300 13,62 45 39 63,5 86
600 14,75 50 41 43 63
900 14,85 60 43 41,5 58

Tabela 2. Parametry i wartosci energii kietkowania dla drugiego przyktadu wykonania.

Energia Energia Energia
S kietkowania kietkowania kietkowania
Czas Czestotliwos¢é Moc Temperatura : .
[s] [MHzZ] [W] [°C] Lavandula L. Origanum Rosmarinus
[%6] majorana L. officinalis
(%] [%]
0 0 0 26 57 75,5 59,5
10 13,05 40 28 65 81 66
60 13,80 55 35 72,5 98,3 90
120 13,56 40 37 79 112 105,2
300 13,62 45 39 100,4 120,2 109,7
600 14,75 50 41 60,5 85 70
900 14,85 60 43 60 80 62
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Tabela 3.Parametry i wartosci energii kietkowania dla trzeciego przyktadu wykonania.
Czas Czestotliwos¢ Moc Temperatura kieEIrlli\rfs;?\ia kieEIrllﬁ\rS;iia
[s] [MHZ] (W] [°cl Spinacia oleracea L. Amarantus
(%] (%]
0 0 0 26 47,5 57
10 13,05 40 28 57 63,5
60 13,80 55 35 72 65
120 13,56 40 37 85,5 92,5
300 13,62 45 39 90,3 103
600 14,75 50 31 60 62,5
900 14,85 60 30 51 60
Tabela 4. Parametry i wartosci energii kietkowania dla czwartego przyktadu wykonania.
Energia Energia
Czas Czestotliwosé Moc Temperatura kietkowania kietkowania
[s] [MHZz] W] [°C] Cerasus Mili. Prunus persica L.
[%] [%]
0 0 0 26 22,5 54
10 13,05 40 28 27 61
60 13,80 55 35 35 89,2
120 13,56 40 37 46,5 90
300 13,62 45 39 48 93,5
600 14,75 50 41 31 65,5
900 14,85 60 43 29,5 62
Tabela 5. Parametry i wartosci energii kietkowania dla piagtego przyktadu wykonania.
Energia Energia
Cras | Cegstotiwost | Moo | Temperaura | ZLTETER sibum marianum (L)
[%6] Gaertner
[%]
0 0 0 26 22 22,5
10 13,05 40 28 24,9 27
60 13,80 55 35 41,8 38,8
120 13,56 40 37 45,3 47,5
300 13,62 45 39 47,2 51
600 14,75 50 41 34,7 30
900 14,85 60 43 29,4 30
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Tabela 6. Parametry i warto$ci energii kietkowania dla széstego przyktadu wykonania.

L Energia Energia
Czas Czestotliwosé Moc Temperatura kietkowania kietkowania
[s] [MHz] W [°cl Cucurbita maxima Cucumis sativus
(%] [%]
0 0 0 26 26,5 66,5
10 13,05 40 28 29 75
60 13,80 55 35 44,5 97,5
120 13,56 40 37 69,5 99
300 13,62 45 39 98 106,5
600 14,75 50 41 43 75
900 14,85 60 43 35,5 73,5
Tabela 7.Parametry i warto$ci energii kietkowania dla si6dmego przykfadu wykonania.
L Energia Energia
Czas Czestotliwos¢ Moc Temperatura kietkowania kietkowania
[s] [MHZ] (W] [°cl Solanum melongena | Nicotiana rustica L.
[%] [%]
0 0 0 26 51 46,7
10 13,05 40 28 56 51,5
60 13,80 55 35 62,5 76
120 13,56 40 37 81 98,5
300 13,62 45 39 101 106
600 14,75 50 41 67,5 69,5
900 14,85 60 43 62 70
Tabela 8. Parametry i wartosci energii kietkowania dla 6smego przyktadu wykonania.
Energia Energia
Czas Czestotliwosé Moc Temperatura k|_e ik0\|lvan|a kle_lkowlama
[s] [MHZ] (W] °C] Brassica oleracea L. | Brassicaoleracea
var. sabellica L. var. Gongylodes L.
[%] [%]
0 0 0 26 65 42,5
10 13,05 40 28 70,5 59
60 13,80 55 35 96,3 62,5
120 13,56 40 37 102 76,3
300 13,62 45 39 110,5 99,5
600 14,75 50 41 81,5 47
900 14,85 60 43 81 45,5
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Tabela 9. Parametry i wartosci energii kietkowania dla dziewigtego przyktadu wykonania.

Energia Energia
Czas Czestotliwosé Moc Temperatura kietkowania kietkowania
[s] [MHZ] [W] [°C] Humulus lupulus Cannabis sativa L.
(%] [%]
0 0 0 26 53,1 81,5
10 13,05 40 28 59 85
60 13,80 55 35 66,5 97,5
120 13,56 40 37 89,5 102,3
300 13,62 45 39 96 119
600 14,75 50 41 62,5 89,3
900 14,85 60 43 61 85
Zastrzezenia patentowe
1. Sposéb stymulacji kietkowania nasion przy uzyciu plazmy nietermicznej pod ci$nieniem

COXNDARAWN

=

atmosferycznym otrzymanej z uzyciem gazu procesowego w postaci helu z domieszkg azo-
tu, generowanej w reaktorze typu dysza o czestotliwosci radiowej, znamienny tym, ze do
reaktora typu dysza o czestotliwosci od 13,05 do 14,85 MHz i mocy od 40 do 60 W podaje
sie gaz procesowy i po przejsciu przez strefe wytadowania elektrycznego kieruje sie stru-
mien gazu opuszczajgcy reaktor na nasiono umieszczone na podajniku przez okres od 10
do 900 s, przy czym temperatura nasiona jest nizsza od 43°C.
Sposoéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze nasionem jest nasiono z rodziny slazowatych.
1, znamienny tym, ze nasionem jest nasiono z rodziny jasnotowatych.
1, znamienny tym, ze nasionem jest nasiono z rodziny szartatowatych.
. 1, znamienny tym, ze nasionem jest nasiono z rodziny rézowatych.
. 1, znamienny tym, ze nasionem jest nasiono z rodziny astrowatych.
. 1, znamienny tym, ze nasionem jest nasiono z rodziny dyniowatych.
1, znamienny tym, ze nasionem jest nasiono z rodziny psiankowatych.
1, znamienny tym, ze nasionem jest nasiono z rodziny kapustowatych.
1, znamienny tym, ze nasionem jest nasiono z rodziny konopiowatych.

Sposéb wedtug zastrz.
Sposéb wedtug zastrz.
Sposoéb wedtug zastrz
Sposoéb wedtug zastrz
Sposob wedtug zastrz
Sposéb wedtug zastrz.
Sposéb wedtug zastrz.
Sposéb wedtug zastrz.
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